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1. Introducéo:

Espelhos de Raio-X tém se tornado componentes épticos fundamentais (espelhos e
monocromadores) das linhas de radiagdo Sincrotron devido a suas duas importantes fungdes
Opticas, focalizacao e filtragem por banda de energia [1]. Normalmente, uma placa de silicio
(Si) é utilizada para essa aplicagdo por causa de suas propriedades, tais como alta
estabilidade térmica, cristalinidade e a facil obtencdo de uma superficie com baixa rugoridade
[2]. Os espelhos consistem em finas placas de Si sobre um suporte de cobre para
resfriamento. O contato térmico entre a placa de Si e o cobre é feito por meio da fusdo de
uma liga eutética de Galio-indio [3]. Devido & sua alta fragilidade, os cristais de silicio
restringem o fator geométrico desses componentes, o que limita os projetos relacionados ao
seu formato [4]. A utilizacao de tecnicas de brasagem sob vacuo, garantem a uniao de
componentes de Si com metais, de modo sistemas mecanicos mais complexos possam ser

projetados aliando as caracteristicas funcionais e fisicas dos materiais envolvidos.

2. Obijetivo:
Desenvolvimento de brasagem de silicio com ligas de Fe-Ni para aplicacao em

projetos da linha de luz que envolvem a utilizacao de espelhos de silicio.

3. Metodologia
Dentro deste projeto caberé ao aluno:
- Revisdo bibliografica;
- Definicdo de parametros para obtencéo dos corpos-de-prova brasados;
- Brasagem dos corpos-de-prova,;
- Analises microestruturais nos materiais base (Si, liga de adicao, invar);
- Ensaios mecanicos e analises microestruturais da juna soldada;
- Analise de MEV da interface;

- Elaboracé@o de relatorios e participacdo em artigos.

4. Resultados Esperados
Ao término deste projeto, espera-se que 0s seguintes problemas sejam resolvidos:
- Entendimentos dos parametros que regem o processo de brasagem a vacuo Si /Fe
Ni Co,
- Dominio dos procedimentos de brasagem do sistema proposto,

- Caracterizacdo mecanica das juncoes,



- Resolugdo das microestruturas de brasagem obtidas através de microscopia éptica
e MEV,
- Relatérios completos sobre os procedimentos, e

- Artigo para publicagdo e participacdo em congressos.
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